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1. Wprowadzenie

Poprawna praca elementu pokrytego twarda powtoka jest gtbwnie zalezna od przenoszonego obciazenia, zwlaszcza gdy element pracuje w warunkach styku skoncentrowanym.
Zbyt duze obciazenie moze powodowacé przekroczenie nosnosci uktadu powloka—podtoze, zwlaszcza kiedy podtoze jest nieumocnione. Prowadzi to do pekania warstwy ceramicznej,
propagacji takiego pcgkniecia az do momentu lokalnego odwarstwienia powtoki. Mozna zatem przyjac¢, ze obcigzenie krytyczne Lcl 1 Lc2 sg zalezne od wytrzymatosci powtoki 1 jej
odpornosci na pgkanie oraz wytrzymatosci potaczenia powtoki I podtoza. Niestety na uzyskiwane wyniki badan majg takze duzy wptyw inne parametry jak: grubos¢ powtoki, stan

Celem mojej pracy jest okreslenie wartosci obcigzen Krytycznych oraz stan warstwy wierzchniel, iezeli zostanie dodana predkos$¢ przesuwania wgtebnika, predkos¢ przyrostu
sity obcigzajacej wglebnik dla roznych promieni zaokraglenia wgtebnika.

2. Materiaty

Modut Younga Granica plastycznosci Liczba
E [GPa] R. [MPa]| Poissona 9
Podloze 210 800 0,3
Powloka 420 . 0,25

Badano uktady powloka-podtoze w styku skoncentrowanym oraz podczas testu zarysowania. Do badan uzyto
diamentowego wglebnika 0 promieniach zaokraglenia z zakresu 20-500 um. Analizowano ukltady z powlokami TIN w
zakresie od 1 do 5 um natozone na stal austenityczng X5CrNi18-10. Do analizy Lcl, Lc2 oraz lokalizacji p¢knigé¢ uzyto
obrazéw z profilometru optycznego, zdje¢ z mikroskopu skaningowego i

Instruments.
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Analiza wynikow testow zarysowania wykazala, ze na uzyskiwane
wartosci obcigzen Krytycznych majg wpltyw parametry samego testu. Zauwazono,
ze wraz ze wzrostem promieniem zaokraglenia wglebnika, pekniecia uktadu
powloka-podloze powstaja przy coraz wickszych obcigzeniach w przypadku
indentacji dla cienkich powlok. Srednie wartosci sit krytycznych réwniez jest
wicksza przy stosowaniu wgitebnikow 200 - 500 um. W przypadku indentacji
przy promieniu wglebnika 500 um wynosi ona dla najci¢zszej powloki lum,
750Nm, natomiast dla powtoki 5,2 pum 1750Nm.



